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1. はじめに
京都大学工学研究科附属量子理工学教育センターには 4 台の加速器が共同利用施設として設置
されており,イオンビームを用いた様々な元素分析(RBS : Rutherford Backscattering Spectrometry , 
ERDA : Elastic Recoil Detection Analysis , PIXE :Particle Induced X-ray Emission , NRA : Nuclear Reaction 
Analysis)が行われている.本研究会では,加速器の維持管理及び私が関わった分析について述べる. 
2. 加速器仕様











Li イオンの濃度分布を測定した.図 2 に示すように,試料
表面に対し入射角 15°で O ビームを入射し,前方の反跳
角φ＝30°に反跳される粒子(6µm , Al 膜フィルターで
散乱 O イオンを遮断)と散乱角θ＝165°に後方散乱さ
れる O イオンを 2 個の SSD 検出器を用い，RBS と








1) 重イオン加速器を用いた固体リチウムイオン電池の研究, 名産研 2015 年度年報・巻頭論文, 2015.
図 1.マイクロイオンビーム解析実験装置 
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図 3. 0V と±3V 印加下の Cu/LiPON/Cu
キャパシタからの ERD スペクトル 1)
※本稿は「2019年度 分子科学研究所 機器・分析技術研究会 報告集」に掲載されたものです。
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